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摘要(译)

可以直接测量超声波探头表面上的压力分布。压电传感器，其中在薄膜
状基板上形成压电薄膜，以阵列的形式布置在超声波探头的表面上，并
且传感器输出信号处理单元输出针对每个压电传感器S1测量的压力， S2
至S9基于来自每个压电传感器的输出信号到图像处理单元。图像处理单
元生成压电传感器S1，S2至S9的测量压力的直方图，并显示直方图，同
时绘制x轴上的压电传感器和Y轴上的测量压力，以及得到的超声断层图
像，在显示器上。
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